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{54) Reflektometr

Reflektometr je urfen pro méfen{ Zinitele
odrazu sviétla gloch, zejména interiérovych,
osvétlenych asvételnym tokem p¥i rovno-
ndrném dopadu svétlas, prilemZ Je m¥ien
veldkery odrafeny svitelny tok. Integralni
polokoule (2) s difdzné odrsznym vnit¥nim
povrchem (6) je opatfenma prisvitnym okrajo-
vyn pésenm (7)., Uvnit} integra¥ni polo=-
koule (2) je uspo¥dddn m&ticti otvor (3)

s fotoelektrikem (11), obklopeny prstenco-
wvou pédsovou clonou (9§.
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Vyndlez se tyké reflektometru pro m&feni ¥initele odrazu svétla, zejména velkych
osvdtlovanych ploch v objektech. '

Dosavadni zafizeni pro méfeni Zinitele odrazu osvétlovenych ploch nejsou vhodné pro
rychlé provozni m&¥eni anebo neposkytujf hodnov&rné hodnoty. Znalost &initeld odrazu
svétla je vZak velmi nutnd pro sprévné projektovédni a hospodérny provoz um¥lého ostdtle-
ni., Sprdvnéd volba ¥initeld odrazu svitelnd &innych ploch umoZnuje racionélni vyuiiti
elektrické energie piti soulasném optimdlnim osv&tleni pro zrak osob, Zijicich & pra-
cujicich v osv&tlovanych objektech. Pro hodnoceni reflexe je prakticky nejvhodn&jsi
vyuZitf &initele odrazu v p¥ipadd difdzniho dopadu svétla a m&tent vedkerého odraeného
svételného toku.

K tomuto md¥eni je pouiivéno zarfzeni zeloZené na principu integrainich kouli.
Toto za¥izeni, zaloZené na principu tzv. Taylorovy metody, pouZivé integra¥ni kouli
se tiemi malymi otvory, jejichZ osy aviraji vzdjemnd pravy iuhel, a 8 jednim vitiim
otvorem, leZficim proti jednomu z malych otvord., M&Feni se provddi{ v nskolika etapdch.
Nejprve se pii osvdtlovdni vnit¥niho povrchu koule malym otvorem zakryvd velky otvor
neveflexnim pokryvem, poté se tento otvor zakryvéd plochou se standardnim &dinitelem
odrazu rovnym &initeli odrazu vnit¥niho povrchu koule a nakonec se na velky otvor
priklddd méreny vzorek. Hodnota Jasu vnit¥niho povrchu koule se odeXitd pomoci fotoelek-
trického prvku, nap#. fotod¥ldnku, umisténého v Jednom z melych otvord. Ze zjiltdnych
hodnot jasu vnitfniho povrchu koule se pak vypo¥itéd &initel odrazu m&Feného vzorku.

Tato metoda a toto mdfici zaffzeni je urdeno spide pro laboratorni podminky, pro
praktické provozni mitfen{ se nehodi, Je sice zndmo zefizeni na m¥Ffeni opticky¥ch vlastnostf
povrchu, napi. barvy, jasu nebo lesku, av3ak to je zaloZeno na principu p¥imého dopa-
du vyzaifovanych paprskl, napff{klad elektromagnetického zéfeni, na m&fenou plochu, V polo~-
kruhovém prostoru je pek umistdn kolektor na sb&r odraZenych peprski a zmdFeni Jejich
sumdrn{ hodnoty, kterd se porovndvéd s hodnotou vyzd¥enou., Tekové zerfzen{ je sice vhodné
pro m&feni ndkterych vybranych vlastnosti né&kterych povrchi, nsp#. pfi vyrob& materidld
kde zdleZi na optickych vlastnostech jejich povrchu, avdak neni pouZitelnd pro mé&ient
¢initele odrazu oavétlovenych ploch v objektech, protofe neprovddi m&Feni ne zdkled®
difuzniho sv&tla, tedy sv&telného toku, dopadajiciho na osvétlovanou plochu 2z polo~
prostoru s konstaninim jasem, Pouze takovéto m&Feni nejvice odpovidé situaci p¥i osvitlo-
véni objekty. Takovéto zarfizeni pro m&¥eni ¥initele odrazu, které by bylo provozn& snadno
pouZitelné, neni dosud znémo. V provozu se pouZivéd nejlastéji m&reni osvétlenosti
luxmetry a m&difeni{ jasu v kandeldch na jednotku plochy, z &ehoZ se psk opdt musi &ini-
tel odrazu vypolitat., Toto mé¥eni je v3ak znadn¥ nepresné a neodpovidajici redlu,
nebot m&rené plochy nejsou ve vét3ind pripad) idedln¥ rozptylné.

Pouzivd se téZ hodnoceni ¥initele odrazu porovndvénim barvy povrchu hodnocené
plochy s barevnymi vzorovymi porovnédvacimi plochami kolem m&Ficich otvord na specidlnich
srovndvacich papirech, coZ je v3ak pom&rn& zdlouhavé a jeho pFesnost je zdvisld na
>dhadu, ktery je subjektivn& ovlivnitelny.

Tyto nevyhody a nedostatky odstrahuje reflektometr podle vyndlezu, jehoZ podstata
spodivé v tom, Ze reflektometr, opatieny pilkulovou vmit#ni sv&teln¥ odraznou plochou,
tdrojem vyzafovanych peprskd a mé&Ficim otvorem pod pilkulovou plochou pro prichod
yaprskl k m&#ené ploSe, je tvoben integra¥ni polokoull s difizn¥ odreznym vnit¥nim po-
rechem, opat¥enou prisvitnym okrajovym pédsem, uvnit¥ niZ je uspofddén m¥Fici otvor
v fotoelektrikem, obklopeny prstencovou pdsovou clonou.

Reflektometr podle vyndlezu je velmi pFesny, coi p¥imo vyplyvéd z technického FeSeni
ptického polokulového systému s m&Ficim fotoelektrikem ve stiedu polokoule, Jje poho-
ovy, snadno prenosny a prakticky neomezen¥ provozn¥ pouZitelny. Mé&Xeni se provddi
elmi rychle po p¥iloZeni na m3¥enou plochu, Reflektometr je pouZitelny pro plochy Jak

difuznim, tek i zrcadlovym odrazem.
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Instalace mdfficiho fotoelektriks spolu s pouZitym difuiznim osvétlenim vnit¥niho
povrchu polokulového integra&niho prostoru zaruluje vysokou rovnomérnost jasu v polo-
- prostoru nad mé&renou plochou a piesné urleni st¥edni hodnoty vysledného Jasu.

Vyrnélezeckym uspo¥ddénim je dosaZeno i vysoké citlivosti reflektometru v Birokém
rozsahu hodnot. Vyhodnoceni fotoproudu fotoelektrika, napi., pies zesilova® a kompenza®ni
zafizeni m&Ficim pFi{strojem umo¥nuje po pFiloZeni reflektometru na m&feny povrch p¥imé
odedteni mé&iené veliliny.

Priklady provedeni reflektomatru podle vyndlezu jsou schematicky zndzorniny na
pripojenych vykresech, kde obr. ! piedstavuje Ffez jednim provedenim reflektometru,
na obr. 2 Jje Fez jinym provedenim reflektometru s jeho blokovym schematem zapojeni a
obr. 3 zndzornuje ¥ez del3im z mo¥nych provedeni samotiného reflektometru podle vyndlezu.

Na m&rené plo¥e 1 spodivd, resp. je nad ni uspoiddéna integra&ni polokoule 2,
opatFend m&¥icim otvorem 3, ktery je s vyhodou proveden v roving dismetrdlnihc ¥ezu
teoretickou kouli, z ni¥ je integra&ni polokoule 2 vytvorens. Na své vnit¥ni ploZe 4 je

integradni polokoule 2 pokryta vrstvou 5 s difidzn& odraznym vnit¥nim povrchem 6, s vy-
hodou s vysokym &initelem odrazu svitla.

U okraje integralni: polokoule 2 je jeji st¥na provedena jako prisvitny okrajovy pés
1, popiipad¥ v tento prisvitny okrajovy pds 7 prechdzi., Prisvitny okrajovy pés I miZe
byt proveden p¥imo jsko pokrafovéni kulové stdny integra¥ni polokoule 2, anebo miZe
byt proveden jako vélcovy, kdy na kulovou st&nu integra&ni polokoule 2 navazuje vélcovy

prisvitny okrajovy pés [, pfipadné miZe byt proveden i jako kuZelovd plocha.

Vng integradni polokoule 2 je uspordddn alespon jeden sv&telny zdroj 8, provedeny
nap¥. kolem prisvitného okrsjového pdsu J Jako kruhovéd zé¥ivka nebo ve vzddlenosti od
okrajového pdsu 7 jako jiné svételné zdroje 8, nap¥. Zdrovkové, ptipadné miZe byt
umistdn i jinde, napf. nad integra&ni polokouli 2. Uvnit¥ integradni polokoule 2 Jje
kolem prisvitného okrajového pésu ] uspotrdddna prstencovd pésovéd clona 3 tedy prisvitny

okrajovy péds ] je vlastnd usporédédn kolem prstencové clony Z.

S vyhodou je vy3ke prstencové pésové clony 9 stejnéd nebo mirn& v&tsi, pripadns
mirng men3i neZ je vyska prisvitného okrajového pdsu 7. Je vyhodné, aby integradni polo-
koule 2 s prisvitnym okrajovym pésem ] a prstencovou pédsovou clonou 3 byly uspordédény na
spole¥ném nosném rédmu !0. S vyhodou ve stifedu integradni polokoule 2 je upraveno
alespon jedno fotoelektrikum 11, p¥{padn¥ miZe bjt vice fotoelektrik 11 usporédéno kolem
st¥edu integraZni polokoule 2 (neznézorndno).

FotoeXektrikum 11 Je tvo¥eno fotoelektrickym ¥lénkem, fotobunkou, fotoodporem,
fotodiodou, fototranzistorem apod., jehoZ ektivni plocha 18 je obrdcena dovniti integraf-
ni polokoule 2. S vy¥hodou je fotoelektrikum 11 uchyceno rovn&% k nosnému rému 10, napi
jednim nebo vice nezndzorndnymi drédty, Zebry nebo jinymi nosnymi prvky, pokud moZno
co pejtendimi, pripadn¥ je takto uchyceno fotoelektrikum 1! integraini polokouli 2, nebo
k prstencové pdsové clond 9. Na prisvitny okrajovy pés 7 mi%e vn¥ integraini polokoule
2 p¥iléhat sv&tlovodnd vrstva 12, nep¥. plexisklo, pFfipadn& miZe byt s vihodou prisvitny
okrajovy pas 1 vytvoren jsko zmatndny vnit¥ni okraj sv&tlovodné vrstvy 12, takZe mé
stejnou vysku.

Mezi sv&tlovodnou vrstvou 12 a svételnym zdrojem 8, ktery mife byt uspofédén p¥imo
ve sv&tlovodné vrstvd 12 nebo ned ni, je proveden opticky filtr 13, s vyhodou vyjimatel-
ny & vyménitelny spektrdlni opticky filtr 13, napi. prstencovy, vkléddany do 3t&rbiny 14
ve sv&tlovodné vrstvd 12. Nezndzorndnym daldim spektrdélnim filtrem je pak obvykle opatieno
i fotoelektrikum 11, resp. jeho sktivni plocha 18.
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Fotoelektrikum 11 je zepojeno nap¥. pres zesilova® 16 na vhodny m&¥ic{ p¥istroj 15
nebo nezndzorn&ny vyhodnocovaci obvod, coZ je v daném p¥{pad¥ pouZit fotoodpor Jako
fotoelektriko 11. Je=li sv&telny zdroJj 8 umistén vzddlend od prisvitného okrajového
pésu 7 a nad svdtlovodnou vrstvou 12, je nap¥. uchycen k nosnému rdmu 10 konzolami 17
(obr. 3).

Reflektometr podle vyndlezu funguje pii méreni takto: M&¥fcim otvorem J se piiloZi
reflektometr na mifenou plochu 1, priZemZ fotoelektrikum 11 spodivd rovn&f( na m¥iené
ploSe 1. Rozsviti se svitelny zdroj 8 a sv&tlo, p¥ipadnd spektrdlnd filtrované optickym
filtrem 13, prosvécuje prisvitny okrajovy pds 7, coZ se p*ipadnd d&je pies svi&tlovodnou
vrstvu 12, a vnikd dovnit# integradni polokoule 2. Prstencovd pdsovd clona 9 zabréni
p¥imému osvitu fotoelektriks 11 a m&Fené plochy | svétlem z prisvitného okrajového
pésu 7, takie difuznd vyzédiené svtelné peprsky dopedajf na difdzn& odrazny vnit¥ni
povreh 6 integrs&ni polokoule 2, odrfiZeji se od n¥j, dopadajf na m&fenou plochu 1, odra-

z{ se od ni, dopadnou op¥t na difdznd odrezny vnit¥n{ povrch 6§ a po mnohonésobnych
odrazech pak dopadaji na aktivn{ plochu 18 fotoelektrika 11.

T{m vznikne anebo se zp&ni elektricky proud, prochdézejici fotoelektrikem 11,
p¥ipadn& nepsti ne nim. Po vhodné uprav&, nap¥. zesilovalem 16, je proudové nebo nep&io-
vé& hodnota zm&fena mdficim piistrojem 15, cejchovanym s vyhodou p*imo v Jednotkdch
Zinitele odrazu avitls.

PREDMET VYINALEZU

1. Reflektometr, opatieny pilkulovou vnit¥ni avételn& odraznou plochou, zdrojem
vyzarovanych paprski a mdricim otvorem pod pilkulovou plochou pro prichod paprskl k mé-
tené ploe, vyznaleny tim, %e je tvoren integra¥ni polokouli (2) s difdzné odraznym
vnitfnim povrchem (6), opat¥enou prisvitnym okrajovym pédsem (7), uvnit¥ niZ je usporddén
néfici{ otvor (3) s fotoelektrikem (11), obklopeny prstencovou pdsovou clonou (9).

2. Reflektometr podle bodu 1, vyznaleny tim, Ze fotoelektrikum (11) Je uspoidddno
ve stiedu integra¥n{ polokoule (2).

3. Reflektometr podle bodu 1, vyznaleny tim, Ze vn& integra¥ni polokoule (2) je
uspofddén alespon jeden svételny zdroj (8),

4, Reflektometr podle bodu 3, vyznadeny tim, %e svitelny zdroj (8) je usporddén
vnd ze prisvitnym okrajovym pésem (7).

5. Reflektometr podle bodu !, vyznaleny tim, Ze vn& prisvitného okrajového pédsu
(7) je uspodddna plochd sv&tlovodnd vrstva (12).

6. Reflektometr podle bodu 5, vyznaleny tim, %e sv&tlovodnd vrstva (12) je na
‘svém vnit¥nim okrsji opet¥ena prisvitnym okrajovym pédsem (7), vytvorenym jejim zmatn¥nim.

7. Reflektometr podle bodu 3, vyznaleny tim, Ze mezi prisvitnym okrajovym pésem
(7) a svételnym zdrojem (8) je uspordddn opticky filtr (13).

8. Reflektomeir podle bodu !, vyznadeny tim, Ze pridsvitny okrajovy pds (7) Je
vytvoren kulovym té&lesem,

9. Reflektometr podle bodu 1, vyznaZeny tim, Ze prisvitny okrajovy pds (7) Je
vytvoren vdlcovym t¥lesem,

10. Reflektometr podle bodu 1, vyznadeny tim, fe prisvitny okrajovy pds (7) Je
vytvoren kufelovym t&lesem .
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11, Reflektometr podle bodu 3, vyznaleny tim, %e sv&telny zdroj (8) je uloZen ve
svédtlovodné vrstvé (12).

12. Reflektometr podle bodu 3, vyznaleny tim, Ze sv&telny zdroj (8) je uloZen
nad svdtlovodnou vrstvou (12),

13. Reflektometr podle bodu 3, vyznaZeny tim, %e sv&telny zdroj (8) je uloZen
nad integra¥ni polokoulfl (2),

14, Reflektometr podle bodu 3, vyznaZeny tim, %e integradni polokoule (2) s prisvit-
nym okrajovym pédsem (7) a fotoelektrikem (11) jsou s prstencovou pdsovou clonou (9)
a svételnym zdrojem (8) uloZeny na spoledném nosném rému (10),

15, Reflektometr podle bodu ', vyznadeny tim, Ze m¥¥icf otvor (3) Jje proveden
v diemetrdlni rovind integradni polokoule (2).

16, Reflektometr podle bodu 1, vyznadeny tim, Ze integralni{ polokoule (2} je uvnit®
opat¥ena vrstvou (5) s diftzn& odraznym vnit¥nim povrchem (6).

17, Reflektometr podle bodu !, vyznadeny tim, %e prisvitny okrajovy pds (7) p¥imo
navazuje na stdnu integra&ni polokoule (2).

18, Reflektometr podle bodu 1, vyznadeny tim, Ze prisvitny okrajovy pas (7) Je
goouddstl stdny integra¥ni polokoule (2),

19. Reflektometr podle bodu 1, vyznaleny tim, Ze stdna integra¥ni polokoule (2)
prechézi do prisvitného okrajového pédsu (7).

20, Reflektometr podle bodu 1, vyznaleny tim, Ze fotoelektrikum (11) je napojeno
pies zesiloved (16) na méfici pFistroj (15).

3 vykresy
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Obr. 2
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